
機 械 装 置 1¶905¶334¶075 1¶163¶530¶931 406¶176¶043 2¶374¶960¶749 527¶093¶094 6¶377¶094¶892 3¶167¶582 6¶380¶262¶474

工 具 器 具 備 品 2¶574¶651¶637 1¶309¶457¶666 365¶510¶321 801¶979¶102 2¶025¶842¶613 7¶077¶441¶339 264¶139¶741 7¶341¶581¶080

土 地 ` ` ` ` ` ` 34¶723¶000¶000 34¶723¶000¶000

� 損益外減価償却相当額、引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額の各セグメント別の金額は、下記のとおりであります。
（単位：円）

ナノ物質・材料 高信頼性材料等 萌 芽 研 究 研 究 基 盤 Ｍ Ａ Ｎ Ａ 計 法 人 共 通 合 計

損益外減価償却相当額 ` ` ` 139¶747¶500 257¶726¶539 397¶474¶039 1¶491¶751¶181 1¶889¶225¶220

引 当 外 賞 与 見 積 額 2¶534¶521 2¶045¶966 535¶970 1¶291¶177 869¶122 7¶276¶756 876¶664 8¶153¶420

引当外退職給付増加見積額 � 28¶049¶576 � 22¶642¶724 � 5¶931¶597 � 14¶289¶467 � 9¶618¶584 � 80¶531¶948 � 9¶702¶056 � 90¶234¶004

e 重要な債務負担行為
翌年度以降に支払を予定している重要な債務負担行為は次のとおりであります。

（単位：円）

契 約 名 主な契約先
翌 年 度 以 降 支 払 金 額

一年内 一年超 合 計

単原子分析電子顕微鏡お
よび設置室整備

日本エフイー・アイ
j

549¶675¶000 ` 549¶675¶000

超短パルス（フェムト秒）
レーザー加工機システム

j東京インスツルメ
ンツ

62¶895¶000 ` 62¶895¶000

疲労試験機用油圧源及び
接続作業

j島津製作所 31¶867¶500
`

31¶867¶500

電子スピン共鳴測定装置 日本電子j 30¶408¶000 ` 30¶408¶000

計 674¶845¶500 ` 674¶845¶500

| 未払金

（単位：円）

取 引 先 名 称 金 額

j梓設計 135¶975¶000

j田中工務店 78¶587¶250

勝田電設工業j 73¶206¶000

サーモフィッシャーサイエンティ
フィックj

62¶947¶500

東京電力j 55¶086¶275

その他 2¶794¶392¶406

計 3¶200¶194¶431

Ĉ 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
{ 現金及び預金

（単位：円）

預 金 の 種 類 金 額

普通預金 4¶248¶935¶421

定期預金 1¶068¶986¶043

計 5¶317¶921¶464
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~ { 各事業の主な内容
【ナノ物質・材料】 ナノテクノロジーを活用する新物質・新材料創成のための研究
【高信頼性材料等】 社会的ニーズに応える材料の高度化のための研究
【萌芽研究】 材料科学における基礎研究活動の活性化のための研究
【研究基盤】 共用設備の社会への開放による研究支援
【ＭＡＮＡ※】 革新的なナノ材料の開発及び世界の優秀な若手研究者の育成
※ＭＡＮＡは、国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（International Center for Ma

━━━
terials N

━━
anoa

━
rchitectonics）の略称です。

| 事業費用のうち、配賦不能額は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは一般管理業務に係る費用であります。
} 事業収益のうち、配賦不能額は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは一般管理業務に係る運営費交付金収益であります。
~ 総資産のうち、配賦不能資産は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは土地、建物及び一般管理業務に係る資産であります。
� 目的積立金の取崩しを財源とする費用を事業費用に含めております。
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